
L

岡山大学

幾器分析セ
●『

』
寺』画

一

望

I
７

…

:シ

共同利用機器の絹介
謹繍細騒騒蔚測解所システムｊ

■
ｄ
劇
．
４

１
］

ｰ

司』

。

鵬もと

「

､g8.98Z亜No．

が』

DM



固田の

田田■

目 次

。。・・・1＜巻頭言＞

センター施設（コラボレーションセンター内）

機器分析センター長

実現へ

＜共同利用機器の紹介（2）＞

超微細現象計測解析システム

l.CNC精密表面形状測定機

2.表面粗さ測定器

工学部機械工学科

＜共同利用機器の紹介（3）＞

超微細現象計測解析システム

3.三次元表面構造解析装置

工学部機械工学科

＜他大学の機器分析センター（1）＞

愛媛大学機器分析センター

＜ニュース＞

岡山大学機器分析センター建物新営決定

「第2回国立大学機器・分析センター会議」開催

＜ラウンジ＞

徒然なるままに・・謎とき・・名探偵

機器分析センター

＜機器分析センター関連委員会委員名簿＞

機器分析センター運営委員会

機器分析センター機器整備専門委員会

＜センターより＞

機器分析センターの主な動き

職員名簿

編集後記

表紙:CNC精密表面形状測定機

岩見基弘

・・・2

吉田彰

・・・7

中島利勝

大橋一仁

。。・・・12

・・・14

。。・・・17

西岡弘美

。。・・・19

。・・・20



機器分析センターニュース

No.21998.9

センター施設（コラボレーシヨンセンター内）実現へ

岡山大学機器分析センター長

岩見基弘

岡山大学の自然科学系の各学部においては，これまで長い年月にわたり，機器分析センター

設置に向けての取り組みがなされてきました。そして，平成5年度から自然科学研究科を中心

に，その基礎5学部の間で話し合いが進められ，学年進行中の環境理工学部を除く4学部から

の振り替え定員の拠出を財源として，自然科学研究科から概算要求することに決まり，概算要

求を続けました。その結果，各位のご協力で平成9年4月からの発足となりました。

近年の科学計測機器の進歩はめざましく，』性能の向上とともに大型化，高額化してきていま

す。そのため，講座単位ではもちろんのこと，部局単位でも必要な機器を導入することは困難

になってきています。一方，科学・技術の急速な進歩の中で，高I性能機器の導入なしには最先

端の教育・研究を行うことは不可能であるといっても過言ではありません。

このような状況をふまえて，機器分析センターは，最新の大型機器，あるいは特殊機器を集

中管理し，効率的運用をはかり，大学の教官や学生の教育・研究活動の推進に役立てるものと

して，全国の大学に学内共同利用施設として，各大学の自助努力なども背景としながら，逐次

設置されてきたものです。

岡山大学にも念願の機器分析センターが学内共同利用のセンターとして設置され，また，同

じ平成9年9月に「国立大学機器・分析センター会議」が設立されました。これは，全国の

36の関連センター（学内措置の3センターを含む）から構成されたものです。この組織に岡

山大学のセンターがその発足時に参加できたことは誠に喜ばしいことです。

この間，学内の各部局で管理されている科学計測機器の集中管理・有効利用などを目的に，

自然科学研究科と基礎5学部の管理する各種機器の調査を行い，20ほどの機器のセンターで

の共同使用への協力が約束され，センター設置への大きい弾みとなりました。共同利用機器

は，平成9年4月の正式発足以降さらにその登録が増えており，平成10年9月現在で38機種

となっています。

現在，自然科学研究科の基礎学部のご協力で，自然科学研究科棟に職員室を設け仮住まいし

ながら，機器の共同利用等の業務を行っています。焦眉の課題であるセンター棟の建設につい

ても，関係各位のご尽力により，コラボレーションセンターとして，理学部研究棟，低温セン

ターと合同の建物が平成11年度末に完成の予定です。

今後とも，本学の教育・研究の発展に欠かせない本センター発展のために，皆様のご支援を

お願い致します。
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1．はじめに

超微細現象計測解析システムは,CNC精密表面形状測定機と表面粗さ測定器の2台の機器

(当研究室）から構成されている。CNC精密表面形状測定機は主に歯車の表面の形状を計測解

析するものであり，表面粗さ測定器は，触針により表面の粗さを計測解析するものである。歯

車や軸受は機械や装置を構成するためには必要不可欠なものであり，それらは互いの表面が接

触しながら動力や回転を伝達している。そのような理由から，表面の超微細な形状が歯車や軸

受などの寿命や摩擦・摩耗に大きく影響を及ぼす。そこで，それら表面の形状を超微細に計測

解析し，表面形状と寿命，摩擦・摩耗との関連‘性について研究する必要があるため，上記の機
器が導入された。以下に，超微細現象計測解析システムについて簡単に説明する。

2．機器の仕様

各機器の仕様について説明する。

1.CNC精密表面形状測定機(CLP-35,大阪精密機械(株))

CNC精密表面形状測定機の歯車測定部と主な仕様を図1(表紙)と表1にそれぞれ示す。本測
定機は，歯車の歯の形状ならびにホブ，シェービングカッタなどの歯車を加工する工具を精密
に測定するものである。図1に示したはすば歯車，平歯車および内歯車の測定をすることがで
き，モジュール（歯の大きさ）0．5～12mmの広範囲で歯を測定することが可能である。測定

方法は，パソコンから歯車の諸元と測定項目を入力するだけで，自動的に行われる。測定中の
データはインプロセスでCRT上に表示されるので，測定の進行状況が一目でわかる。測定結果

は，パソコンのCRT上に表示され，レーザープリンタに出力できる。多段歯車の連続測定,細
分化測定，熱処理前後の比較出力，歯面の立体表示等ができるソフトが，パソコンにはインス
トールされている。
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測定 項 目

モジュール

歯数

歯車外径

基 礎円直径

測定可能歯幅

ねじれ角

測定歯車軸長

誤差記録倍率

記録長さ倍率

データ保存

プリンタ

Table1CNC精密表面形状測定機仕様

機器分析センターニュース

No.21998.9

平はすは歯車の歯形，歯すじ方向誤差，内歯車の歯
形 ， 歯すじ方向誤差，各種ピッチ誤差（隣接・単一・累
積） ， 歯みぞのふれ

0．5～12mm

10～500

最大‘350mm

0～‘300mm

最大400mm

0
口

～士65
回

50～400mm

任意設定可：50,100,200,500,1000倍

0.5， 1， 2，4，8，16，32倍

ハードディスク,3.5inフロッピーディスク,MOディスク

(測定条件，測定データ）

レーザブリンタA3

2.表面粗さ測定器(SV-524,(株)ミツトヨ）

表面粗さ測定器の概観を図2に，仕様を表2に示す。本測定器は，触針を表面に接触させ

表面粗さを測定するものである。測定器は，粗さ測定装置とパソコンで構成されている。粗

さ測定装置は,100mm駆動部・伝動コラム仕様とした最高機種である。測定操作は，アイ

コンによる視覚に訴えるわかりやすい表示とともに，マウスを用いて行うことができる。測

定データのリアルタイム表示，評価曲線の1画面表示，解析グラフの読み取りなどの必要な

情報を鮮明にカラー表示できる。測定したデータから，部分的にデータを削除したり，評価

範囲を任意指定することもできる。また，測定曲線やパラメータ値等の測定結果の必要な項

目を，画面上で自由にレイアウトし，プリントアウトできる。

3．測定例

CNC精密表面形状測定機による歯車歯面の測定の一例を図3に示す。図は歯面の立体表示

であり，表面の凹凸の様子が立体的に表示されていることがわかる。また，このほかに歯形

および歯すじの歯形曲線，歯車の隣接，単一，累積のピッチ誤差および歯みぞの振れなどを

表示し，プリントアウトすることができ，それらのデータからJIS規格の歯車精度を求める

こともできる。

表面粗さ測定器仕様による摩擦・摩耗試験片の表面粗さの測定例を図4に示す。各評価曲

線とそれぞれの曲線ごとの振幅分布図と振幅分布確率が表示されている。これにより，粗さ

の視覚的，定量的表現が可能となる。
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4．装置の管理と利用

利用詳細については，機器分析センター「共同利用機器案内」を参照して頂きたい。

』

‘:国
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一
一

珍響

Fig.2表面粗さ測定器

Table2表面粗さ測定器仕様

断面曲線，粗さ曲線，ろ波うねり曲線，帯域うねり曲線，

転がり円うねり曲線，転がり円中心線うねり曲線，エンベ

ローブ残差曲線,DIN4776曲線，粗さモチーフ曲線，うねり
モチーフ曲線

－4－

監守者・連絡先

CNC精密表面形状測定機

表面粗さ測定器
吉田彰・工学部機械工学科（内線8034）

測定範囲

駆動部

測定曲線

グラフ解析

記録倍率

データ保存

プ リ ン タ

検出器

z軸(縦方向）
X軸(横方向）
真直度

駆動速度

上下移動量

縦倍率

横倍率

触針

検出方式

600urn

100mm

0.2̂ m/100mm

0.1.0.2,0.5,1,2mm/s
300mm電動

負荷曲線，振幅分布図，パワースペクトル図，自己相関図，
パラメータ分布図，山高さ分布図

100～500,000倍，自動
1～1,000倍，自動

ハードディスク，3.5inフロッピーディスク,MOディスク（測
定条件，測定データ）

レーザプリンタ(A4)
ダイヤモンド，円錐形90．，先端曲率半径5〃、
差動インダクタンス
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サーフパック表面粗さ測定結果

評価曲線1:(P)
速度： 0.050『WS

区間数： 1

補正： なし

ﾊﾗﾒｰﾀ計算時平均線補正： ON
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共同利用機器の紹介（3）

超微細現象計測解析システム

3．三次元表面構造解析装置

機器分析センターニュース

No.21998.9

工学部機械工学科中島利勝，大橋一仁

1･はじめに

近年，光学あるいは電子機器などの高機能化が追及されるのに伴って，それに不可欠な超精

密加工技術が発展を続けている。このことと相侯って，ナノメートル・オーダの形状測定によ

る加工結果の評価技術も確立されつつある。光の干渉を利用した計測も光学系の評価をはじめ

とした数多くの分野で活用されている。

本稿で紹介する三次元表面構造解析装置は，走査型白色干渉法を用いることによって単色光

による位相干渉法では不可能なダイナミックレンジの大きい形状測定が可能な装置である。測

定レンジの拡大により，精密加工の評価のみならず，従来から顕微鏡等による目視観察に頼っ

ていたさまざまな物質の表面状態を定量化することが可能になる。

非接触で表面状態を3次元化し，表面構造を解析することを目的とした本装置の測定原理，

性能および多彩なアプリケーションについて紹介する。

2．装置の構成と性能

本装置は，汎用，三次元，表面構造解析装置で，走査型白色干渉法を使用して試料表面の細
部の特徴を精密に測定することができ，表面の微細構造とトボグラフィを三次元で画像作成，

測定することができる。（写真：11頁）

本装置は，大きく分けて顕微鏡とシステムコントローラの2つの部分から構成される。顕微

鏡部は光学顕微鏡と干渉計を組み合わせて，画像作成と表面構造解析に必要な生データを集め，

顕微鏡本体，対物レンズ，サポートステージ，ビデオモニタ，エレクトロニックエンクロー

ジャ，除震システムから構成される。また，コンピュータ部はワークステーション，カラーモ

ニタ，マウス，キーボード，ハードウエアキーから構成され，測定プロセスをコントロールし，

計算の実行，測定結果のカラーモニタヘの表示などを行う。

なお，データ解析はMetroProの解析・コントロールソフトウエアによって行われる。
MetroProはウインドウ環境で作動し，グラフィックユーザ・インタフェースを備えている。

MetroProはプロファイルばかりか全範囲の画像の再構成と解析を行い，多数の表面構造結果

を提供することが可能である。
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本装置は，単色光による位相測定干渉法より優れた走査型白色干渉法を使用して試料表面に
触れること無しに表面の測定と画像作成を行い，表面構造を分析する。図1に示すように顕微

鏡からの光は2つに分割され，一方は試料表面で反射し，もう一方は内部の高品質参照平面

(基準平面）で反射され，双方の反射光はCCDカメラで受光される。この時,2つの光の波面

が干渉し，明るい部分と暗い部分の線からなる干渉縞が発生し，これが試料表面の構造を表す。

試料は圧電変換素子(Pifoc)を備えた対物レンズが垂直に移動してスキャンされ，この時にビ

デオシステムが各カメラピクセルごとの強度を捉える。この強度がMetroProソフトウエアに

よって画像に変換処理され，モニタに表示される。

以上のようにして，本装置は試料の表面トボグラフィの解析と定量化を行い，解析結果はカ

ラーモニタに表面を表すプロットの立体像として表示される。主な'性能は次のとおりである。

垂直分解能

最大測定レンジ

観察視野

ズーム倍率

カメラ画素

RMS繰り返し性

3．表面構造解析機能

:0．Inm

:5.0mm

:0．70×0.53mm(対物レンズ10×,1.0倍ズーム時）

:0．5～2.0倍（連続変倍式）

:320×240ピクセル

:0.3nm未満

本装置の解析・コントロールソフトウエアであるMetroProは,CCDカメラで検出した干渉
縞を基に，表面トポグラフイの3Dマップおよび2Dマップ表示ならびに任意の位置の断面形状

を表示することが可能である。これに加えて，以下に示す数多くの表面テクスチヤ評価パラメ
ータを算出することが可能である。

粗さ評価パラメータlRa>Rq>RyjRpRp,Ry,Rtm>Rz>̂ k̂û3z'
うねり評価パラメータ(Wa,W,W)

複合的評価パラメータV̂a'Aq,Aĵ,Ig,L,I,Ryolumeなど）
空間的評価パラメータ(Pc,PeakDensity,PeakSpacing,S,Ŝ,Summits,Valleysなど）

統計的評価パラメータ(BearingRatio:R̂,Rp̂,R̂,Ĥ,R̂kなど）
周波数解析

また，数多くのフィルタ機能も付属しており，より効果的な表面構造解析が可能である。

図2にハードディスク表面の測定例を示す。非常に小さな表面の凹凸が忠実に計測されている
ことがわかる。

4．装置の利用について

本装置は本年4月から使用が可能になりました。現在のところ，使用料は頂いておりません。
測定のご希望あるいはご相談等ございましたら，監守者までご連絡ください。また，装置の使
用につきましては未経験者でもその都度ご説明いたします。

監守者大橋一仁（工学部機械工学科：内線8042）
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三次元表面構造解析装置

轍轍聯蝿ŷ ŵ w噂迩K:瀬:汁 や口や

富汁

「超微細現象計測解析システム」は平成9年度大学院最先端設備費で

購入された自然科学研究科所属（管理責任者：工学部稲葉教授）のも

ので、学内共同利用機器として登録されております。このシステムは

約20の独立した装置から構成され、それらは熱流体微細現象計測解

析装置、超微細表面形状計測解析装置、固体内部超微細構造解析装置

の3部門に分類されており、複数の監守者によって分担管理されてい

ます。

本号に掲載の3装置は、このシステムの中から機器分析センターに

移設が予定されているものです。現在の設置場所は以下の通りです。

1.CNC精密表面形状測定機:VBL1階、表面性能評価室

2.表面粗さ測定器:VBL1階、表面性能評価室

3.三次元表面構造解析装置:VBL1階、超精密加工面創成室

随
Ｋ
髄
Ｋ
脳
髄
髄
Ｋ
Ｋ
脳
髄
脳
髄
髄
噛
髄
脳
髄
別
髄
脳
髄
就
髄
髄

K

,災

－11－



■■①

■■■

他大学の機器分析センター（1

蝋
愛媛大学機器分析センター

(AdvancedInstrumentationCenterforChemicalAnalysis)

[設置］昭和59年4月

[施設］昭和60年10月竣工

3階建て（総床面積1020平米）

[組織］センター長（併任)、助教授2名、助手1名、事務官1名、技官2名

[設置機器］

400MHzフーリエ変換核磁気共鳴装置（日本電子JNM-EX400)

270MHzフーリエ変換核磁気共鳴装置（日本電子JNM-GSX270)

固体フーリエ変換核磁気共鳴装置（日本電子JNM-CMX300)

誘導結合プラズマ発光分光分析装置（パーキンエルマーOPTIMA3000)

誘導結合プラズマ質量分析装置（バーキンエルマーELAN6000)

質量分析装置（日立M80-B)

分析高圧電子顕微鏡（日本電子JEM2000EX)

電子スピン共鳴装置（日本電子JES-FE2XG)

元素分析装置（ヤナコCHNコーダーMT-5)

旋光分散・円二色性分光計（日本分光J-20)

単結晶X線解析装置（理学電機RASA-5R-S1)

フーリエ変換赤外分光光度計（バーキンエルマ-1720X)

ストップ°トフロー分光測定装置（ユニソクUSP-500)

液体ヘリウム製造装置（神戸製鋼所HL-15)
[刊行物］

「機器分析センター報」（年1回）
[ホームページ］

http://www.aic.ehime-u.ac.jp/center/center・html
[解説］

当センターは、助教授1，助手1，事務官1、技官2で発足した。当初の人員の配置に
ついては全学からの支援により、理学部化学科の教務職員と助手のポストをセンターの

助手と助教授のポストに振り替え、全学の技官定員の2名借用、理学部からの事務官の
配置換えで達成された。その後さらに全学助手定員の1名借用と助手の助教授への振り替

え（平成元年）が行われ、現在に到っている。この人員の整備は、初代センター長の
鈴木仁美教授（昭和56年4月～平成元年5月）のご尽力による。

スタッフの陣容については全国の分析センター中で最も充実している部類に属するが、

設置されている機器類に関しては既に標準耐用年数を過ぎた機器が多く、修繕費等に費や

す経費が年々増大しセンターの運営を圧迫している。昨今の経済情勢から、概算要求事項
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の機器設置（設備備品費）は抑えられ、政治的配慮によるキーワード付き補正予算の項目

には合致しないなどの制約から、機器更新が大幅に遅れており、このままでは古代機器博

物館になる危険をはらんでいる。（愛媛大機器分セ宇野助教授）

(付記）

中四国地区の分析センターの中では最も設置が早く、同地区で先導的役割を果たしてき

たセンターである。組織構成において、助教授2名（全国の機器分析センターで唯一)、

専任事務官1名（全国で2校だけ）を有する点は大変特徴的である。

建物は理学部のそばに建てられており、独自の通用門を有する。センター本館に隣接し

て極低温装置室があり、こちらでは液体ヘリウムの製造・供給だけでなく、ヘリウムの回

収・液化も可能である。本館には各装置室以外に、教官の実験室があり、専任教官の独自

の研究が行えるようになっている。同センターの最新大型機器としては、平成9年3月に

結合プラズマ発光分析装置・質量分析装置が設置されている。

また、理工学研究科博士課程（環境科学専攻）では、機器分析センターでの実習が義務

づけられており、学生には大変好評だそうである。

定期刊行物「愛媛大学機器分析センター報」はこれまでに12号発行されており、研究

紹介、新機種紹介だけでなく、毎号複数の教官（理系・文系を問わず）によって執筆され

る随筆は話題も豊富で大変面白い。 (岡山大機器分セ）
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国

一一‐弓

可 一
一

r
一墨一言垂一宇

…-．‐‘嵐選
一

○口
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愛媛大学機器分析センター
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◇岡山大学機器分析センター建物新営決定

平成10年度補正予算で、機器分析センターを含む「コラボレーシヨンセンター」の建物新営

が決定しました。コラボレーションセンター（6階建て、4000平米）は、低温センター、理学

部及び機器分析センターから成り、機器分析センター（1130平米）は1階から3階に設置され

ます。平成11年1月より起工、平成12年2月竣工予定です。

機器分析センターでは､移設機器の選定及び各部屋の設備の調査を行い､施設部による各部屋

毎のヒヤリングも終えました。現在、センターの完成にむけていろいろと準備中です。

コラボレーションセンターの建設場所は理学部棟の東側で､すでに7月より発掘調査が開始さ

れています｡埋蔵文化財調査研究センターの野崎先生によると、調査は順調に進んでおり、道路

や溝等が確認され、今後、日本でも最も古い段階の水田が確認される可能I性があるそうです。

引き続き､発掘調査や工事の進行状況､移転に関する準備状況等をホームページ上でお知らせ

します。

建設予定地で行われている発掘調査

－14－
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コラボレーションセンター（機器分析センター）建設予定地

◇「第2回国立大学機器・分析センター会議」開催

昨年発足した「国立大学機器・分析センター会議」の第2回目の会合が、平成10年9月22

日、千葉大学の当番で、同校自然科学研究科で開催されました。この会議は、国立大学の分析

機器の共同利用施設間で意志の疎通を図り、内在する諸問題を討議したり、情報を交換するた

めの全国的な連絡組織です。

今回の会議では、会議に先だって行われた各センターのアンケート調査の集計結果報告や、

センター間のネットワーク構想について話し合いがもたれました。

アンケート結果の1部を紹介します。

－15－

1）機器分析センターが設置されてからの年数：

5年未満（12校)、5～10年未満（5校)、10～15年未満（5校)、

15～20年未満（5校)、20年以上2校）

2）建物について：

独自の建物がある（19校)、分散してある（2校)、

独自の建物はない（11校、このうち建設予定あり4校）

3）機器分析センターの現在の位置づけとして最も近いもの

共同研究センター（7校)、

●
●

機器分析の特色を生かした研究と委託分析を両立させた機関（9校)、

主に委託分析を集中的に行う機関（1校)、学内共同利用よりもむしろ

学部所属として研究者に密着した委託分析を行う機関（4校)、

独立した研究所（0校）
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4）導入を希望している大型機器（概算要求）について：

核磁気共鳴装置（12校)、質量分析装置（13校)、X線回折装置（4校)、

透過型分析電子顕微鏡（3校)、他の装置は2校以下

5）現在困っていること：

建物がない（9校)、機器が足りない（14校)、定員が足りない（19校)、

設置場所が足りない（12校)、専任のオペレーターがいない（15校)、

専任の事務官がいない（12校)、等

、徴慰綴、夕、〃
〃建夕、"懲綴、

◇機器分析センターからのお願い◇

学内共同利用機器の紹介を通じて共同利用の活’性化を図るという目

的で、昨年編集いたしました「共同利用機器案内」の発行から、はや半

年が過ぎました｡その後の管理責任者の交代や予約の申請方法などの変

更がありましたら､機器分析センターまでお知らせ下さい｡機器分析セ

ンターのホームページ上で皆様にお知らせ致します。

また､学内共同利用機器の講習会開催などのご計画がありましたらお

知らせ下さい｡機器分析センターとしても協力させていただきたいと考
えております。

共同利用をご希望の皆様で､学内共同利用機器の講習会などのご要望

がありましたら、機器分析センターまでお知らせ下さい。また、セン

ターやセンター誌に対してご意見ご要望なども併せてお寄せいただくと
幸いです。

連絡先は以下の通りです｡ホームページは岡山大学のホームページか

らもリンクできますので､ぜひ一度ご覧いただきますようお願い致しま
す。

Eメールアドレスkikibun@cc.okayama-u.ac.jp

ホームページhttp://kikibun2.gnst.okayama-u.ac.jp/
kikibun/kikibunhome.html
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